zatgcznik numer 4

Warunki, tryb oraz termin rozpoczecia i zakoriczenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia na Politechnice Wroclawskiej na rok akademicki 2024/2025

Zatacznik numer 1 do Uchwaty nr 381/25/2024-2028 Senatu Politechniki Wroctawskiej z dnia 21 maja 2026 r.

zmieniajacej Uchwate nr 210/14/2024-2028

Senatu Politechniki Wroctawskiej

zdnia 24 czerwca 2025 .

w sprawie ustalenia warunkéw, trybu oraz terminu rozpoczecia i zakoficzenia rekrutacji oraz sposobu jej pr

i 2026/2027 (z pén. zm.)
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